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An optische Komponenten für die moderne Photonik werden heutzutage stetig steigende Anforde-
rungen hinsichtlich der optischen Qualität, der Komplexität und auch der Leistungsverträglichkeit
gestellt. Für die Beschichtung solcher Komponenten ist mittlerweile Plasma ein unverzichtbarer Be-
standteil geworden, der in vielen Produktionsschritten zum Einsatz kommt. Beispielsweise werden
direkte plasmagestützte Verfahren bei der Vorbehandlung von optischen Oberflächen und Schicht-
systemen verwendet, oder auch Plasmen zur Funktionalisierung, Strukturierung und Qualitätsver-
besserung optischer Funktionsflächen genutzt. So kann die Packungsdichte optischer Schichten in
plasmagestützten Prozessen erheblich bis nahezu auf den Wert des entsprechenden Festkörpermate-
rials gesteigert und mithin eine erhebliche Erhöhung der Schichtstabilität bei gleichzeitiger Quali-
tätsverbesserung erreicht werden. Insbesondere bei den Zerstäubungsprozessen zur Herstellung von
Schichtsystemen spielen Plasmen und Plasmastrahlen eine zentrale Rolle in der kontrollierten Frei-
setzung des Beschichtungsmaterials in einem Energieregime, das besonders günstig ist für die Bildung
von qualitativ hochwertigen Schichten. Vor diesem Hintergrund ist die Forschung auf dem Gebiet
der Plasmen in der optischen Dünnschichttechnologie in den letzten Jahren mehr und mehr in den
Mittelpunkt der Forschung gerückt und hat insbesondere im Rahmen des BMBF-Vorhabens „Plasma
und Optische Technologien“, PluTO, Wissenschaftler aus den entsprechenden Fachdisziplinen zusam-
mengeführt. Die in diesem Forscherverbund errungenen grundlegenden Resultate zeigen die enormen
Vorteile plasmabasierter Prozesse in Optikfertigung auf und eröffnen neue Wege für die Entwicklung
fortschrittlicher hochstabiler Beschichtungsverfahren. Auf dieser Grundlage wurde kürzlich in Nach-
folge des Forschervorhabens der industrielle Verbund PluTOplus vom VDI-Technologiezentrum als
Projektträger des BMBF initiiert, der die erlangten Forschungsergebnisse in die industrielle Fertigung
umsetzen soll.

Zielstellung des nunmehr achten Symposiums zu dem Themenfeld ist es, den Dialog der beteiligten
Technologiebereiche weiter zu intensivieren. Als Plattform bietet sich dabei einerseits das Vorhaben
PluTOplus mit den jüngsten im Verbund erzielten Forschungsergebnissen an. Andererseits sollen
auch Beiträge aus anderen Bereichen der Grundlagenforschung zum Tragen kommen, die wichtige
Impulse in die gegenwärtigen Entwicklungsarbeiten eintragen können.

Übersicht der Hauptvorträge und Fachsitzungen
(Hörsaal HZO 80)

Hauptvorträge

SYOT 1.1 Di 10:40–11:20 HZO 80 Schichtsysteme für komplexe Anforderungen — ∙Hans Becker
SYOT 1.2 Di 11:20–12:00 HZO 80 Surface Reactivity of Sputtered Complex Metal Nitride Films in

Oxygen Containing Environments - The Surface Near Region of
TiAlN(O) Coatings — ∙Guido Grundmeier, Christian Kunze, Martin
Wiesing

SYOT 1.3 Di 12:00–12:40 HZO 80 Pluto Plus: Erhöhung der Qualität und Ausbeute optischer Beschich-
tungstechnologien — ∙Harro Hagedorn

SYOT 2.1 Di 14:00–14:30 HZO 80 Charakterisierung des PIAD-Plasmas - aktueller Stand und neue
Ansätze — ∙Jens Harhausen, Detlef Loffhagen, Rüdiger Foest

SYOT 2.2 Di 14:30–15:00 HZO 80 Untersuchungen an plasma-ionengestützt abgeschiedenen UV-
Schichten auf Aluminiumoxidbasis — ∙Christian Franke, Olaf Sten-
zel, Steffen Wilbrandt, Norbert Kaiser, Andreas Tünnermann
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SYOT 2.3 Di 15:00–15:30 HZO 80 Deposition von SiOx-Barriereschichten aus gepulsten Mikrowellen-
plasmen: Korrelation von Plasmadiagnostik und Schichtanalytik —
∙Peter Awakowicz, Felix Mitschker, Simon Steves, Nikita Bibinov,
Berkem Oezkaya, Guido Grundmeyer

SYOT 2.4 Di 15:30–16:00 HZO 80 Ansätze für einen adaptiven Ionenstrahl-Zerstäubungs-Prozess (IBS)
— ∙Florian Carstens

SYOT 2.5 Di 16:30–17:00 HZO 80 Prozessüberwachung und Prozessregelung auf Basis der Multipolre-
sonanzsonde — ∙Ralf Peter Brinkmann

SYOT 2.6 Di 17:00–17:30 HZO 80 Computational approach to the design of amorphous metal oxide
coatings for optical applications — Thomas Frauenheim, ∙Thomas
Köhler, Detlev Ristau, Henrik Ehlers, Marcus Turowski, Marc
Landmann, Eva Rauls

Fachsitzungen

SYOT 1.1–1.3 Di 10:30–12:40 HZO 80 Plasma und Optische Technologien I
SYOT 2.1–2.6 Di 14:00–17:30 HZO 80 Plasma und Optische Technologien II


